非接觸、非破壞式之超高頻奈米薄膜光電特性檢測系統
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本文利用兆赫時域光譜技術，完成一套兼具反射與穿透量測之非接觸、非破壞式THz奈米薄膜光電特性檢測系統，量測奈米厚度鉻金屬膜的折射率與電導率等光電特性，其電阻分析與三用電表之量測結果吻合，未來可用於奈米薄膜或多孔性材料等新材料之光電特性分析，藉以提升產能、增加良率。
